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Для проверки состояния покрытия на внутренней цилиндрической по-
верхности (например, внутри трубы большого диаметра) нами разработа-
но устройство, схема которого показана на рисунке. Коллимированный 
световой пучок от полупроводникового лазерного модуля 1, закреплен-
ного в юстировочном приспособлении 2, фокусируется в виде тонкого 
светового кольца на внутреннюю цилиндрическую поверхность покрытия 
тестируемого объекта 6 с помощью положительной сферической линзы 3 
и конического зеркала 4. Зеркало 4 крепится основанием на прозрачном 
для используемого излучения стакане 5 сложной формы. Рассеянный по-
верхностью по направлению к оси цилиндра свет отражается коническим 
зеркалом 7 на объектив 8, который в свою очередь проецирует его на 
чувствительный элемент CCD-камеры 9. CCD-камера регистрирует рас-
пределение интенсивности рассеянного света в виде кольца, после чего 
производится смещение всего устройства, закрепленного в подвижном 
модуле 10, на определенное расстояние вдоль оси цилиндра и начинается 
следующий цикл, состоящий из регистрации распределения интенсивно-
сти и последующего смещения модуля 10. 
При наличии дефектов в виде 
сколов или царапин на поверхно-
сти покрытия происходит измене-
ние интенсивности диффузно рас-
сеянного света по сравнению с 
диффузно рассеянным пучком от 
покрытия без дефектов. В зависи-
мости от коэффициентов поглоще-
ния материалов покрытия и основы 
контролируемого объекта интен-
сивность рассеянного света может 
уменьшаться либо падать, благо-
даря чему после компьютерной обработки данных фиксируются положе-
ние и контуры дефекта.  
В некоторых случаях предложенное устройство может быть сконст-
руировано таким образом, что ему не будет требоваться непосредствен-
ный контакт с исследуемой поверхностью. 
 
 
 
Конструкция устройства для дефекто-
скопии покрытий на внутренних цилин-
дрических поверхностях (номерные по-
зиции рисунка описаны в тексте). 
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